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고급 시료가스 생산을 위한 
액화가스 성분분석 장치 및 기술

가스 분석기에 주입되는 가스 압력 유량의 
정밀 조절 장치 및 방법
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액화가스 성분을 정밀 분석하여 고급 시료가스를 생산하는 기술 정확한 가스농도 측정을 위한 가스 압력 및 유량의 정밀 조절 장치 및  기술

가스 시료 분석은 매립지, 발전소, 관련 산업체의 환경을 분석 하는데 수행 해야 하는 작업 중 

하나 인데요, 분석에 사용하던 종래의 가스 분석기는 주입되는 가스의 압력과 유량이 수시로 

변하여 정확한 측정값을 얻기에 어려운 점이 있었습니다. 따라서 액체상태의 기준가스를 사

용하여 기체 상태의 시료가스를 비교 분석하는 것은 매우 힘든 일이라 할 수 있습니다.

하지만 KRISS의 '액화가스 성분의 정밀 분석용 가스시료 주입장치 및 방법' 기술을 통해 

기존 기술의 문제점을 해결할 수 있는데요, 본 기술은 가스분석 시 대기압, 주입가스의 압

력 및 유량은 물론, 측정 후 배출되는 가스의 압력과 유량에도 영향을 받지 않습니다.

또한 액체상태의 기준가스인 경우, 가스의 농도변화 없이 기체 상태로 기화시킨 후 항상 일

정량의 기준가스와 측정대상 시료가스를 가스분석기로 주입할 수 있어 액화가스의 성분 

분석에 있어 정확한 측정값을 제공합니다.

국내 건설현장 및 화학공장 등에서 질식재해 예방을 위해 여러 가지 대책이 추진되고 있지

만 여전히 질식사고의 위험이 도사리고 있는 상황입니다. 보통 산업현장의 질식사고는 밀

폐된 공간에서 장시간 호흡하게 될 경우 발생하지만 1차 원인은 제대로 가스 측정이 되지 

않은 상태에서 작업을 하기 때문에 일어납니다. 따라서 사전 예방을 위해서는 가스 분석기

에 '주입가스'의 압력과 유량을 일정하게 공급해 가스농도를 정확히 측정해야 합니다.

KRISS의 '가스 분석기에 주입되는 가스 압력/유량의 정밀 조절 장치 및 방법' 기술을 활용

하면 정확한 가스농도를 측정할 수 있습니다. 특히 '기준가스'와 측정 대상인 '시료가스'의 

유량과 압력을 미세한 수준까지 조절할 수 있기 때문에 가스의 비교 측정 과정에서 분석의 

정확성을 높이며, 나아가 산업 현장에서 배출되는 가스농도의 정확한 측정값을 제공함으

로써 질식재해를 예방할 수 있습니다.
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액화가스 성분의 정밀 분석용 가스시료 주입장치 및 방법

기술개요 특성평가분석기술_ 정밀화학 특성평가분석기술

* 본 발명온 가스 분석기예 주입되는 액화가스의 성분 분석 장치 및 분석방법애 관한 것으로, 더욱

상세하게는 가스분석시스템에 있어서 가스 분석기에 기준가스와 측정대상 시료가스콜 주입할 때
액채상태의 기준가스와 기채상태의 축정대상 시료가스의 유량과 압력을 미세한 수준까지 조정하여 함상

일정하게 주입합으로써，액채상태의 기준가스와 기채상레의 측정대상 시료가스의 비교축정의 정확성올

높여 줄 수 있는 액화가스의 성볼 분석 징치 및 분석방법에 관한 것이다.

기술특징

* 본 발명으로 가스a석시 대기압，주입가스의 압력 및 유량에 영향율 받지 않으여 측정율 마치고

배출되는 배 #가스의 압력과 유량에도 영향율 받지 않으며, 더 나아가 액체상태의 기준가스인 경우

액체상_ 의 가스의 농도변화 없이 기체 상태로 기화시킨 후 함상 밀정량의 기준가스와 측정대상

시료가스폴 가스분석기로 주입함으로써 언제나 분석의 s확성울 기할 수 있다.

* 가스 분석 정확도營 요하는 설험실에 대한 분석기기 사업성이 있다.

* 액화가스 축정 정확성의 향상에 기여한다.

움용분야

* 가스분석&야

키워드 _

> 맥체시료 및 가스시로와 름시분석

시장전망

가스 센서 및관련장비와해외 시장 규모는 2009년 31억 달러예 이른 것으로 나타나고
있으며, 2012년까지 연평균 5.36%의성장를울 기萬하여 37억달러에 이星 5!으로 전망됨

(BCC Research, 20 10)

최근 반도채식 가스 센서에 MEMS 균정올 E 입한 마이크로 가스 센서가 개발되면서 져전력
마이크로 가스 센서 어레이M 이용한 전자코 시스템올 머국의 Cyrano Science가

상용화에 성공하였음

국내 가스 센서와 생산량은 계속 증가하고, 있으며, 수#의 경우 2004년 까지는 매우
미 |한 실적율 보마다가 2005 년부터 급격히 중가하고 있는 것율 불 수 있음

{한국무역합회, 2009)

가스 센서 및 관련 장비의 국내 시장 규모는 200던년 7억 3천만 달러에 이른 것으로
나타나고 있으며，2012년까지 연평균 10 .23%의 성장폴올 기록하여 10억 달러에 이듣
것으로 전망됨 (Gkibal Indusiry Analysts , 2008)

< 국내외 가스센서 시장전망〉

구분 2009 2010 2011

국내
(억원)

73 81 91

체계
(억달러)

3,150 3,297 3,485

2012 2013 2014 2015

101 113 128 141

3,732 3,982 < 955 5+221

空처 국내: Global (ndustry Analysts , 200S
세제: BCC Researcli , 2010
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